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METROLOGIA; ENSAYOS

G01Q

TECNICAS O APARATOS DE SONDA DE BARRIDO; APLICACIONES DE TECNICAS DE SONDA DE BARRIDO, p.
&. MICROSCOPIA POR SONDA DE BARRIDO [SM P] [2010.01]

Nota(s) [2010.01

En esta subclase se aplicalaregladel primer lugar, es decir, en cada nivel jerdrquico, salvo que seindique lo contrario, se clasifica

en el primer lugar apropiado.

Disposiciones para barrido o posicionamiento, es
decir, disposiciones para controlar de forma activa el
movimiento o posicion de la sonda [2010.01]
Barrido o posicionamento basto [2010.01]
Barrido o posicionamiento fino [2010.01]
Circuitos o algoritmos al efecto [2010.01]

Monitorizacion del movimiento o dela posicion dela
sonda [2010.01]
por medios épticos[2010.01]
Sondas auto detectoras, es decir, en las que la sonda
en si misma genera una sefial representativa de su
posicion, p. g. galgas piezoel éctricas [2010.01]

M edios auxiliares destinados a asistir o mejorar las
técnicas o aparatos de sonda de barrido, p. g .
dispositivos de visualizacién o de procesamiento de
datos [2010.01]
Dispositivos de andlisis de un tipo distinto a de
microscopia de barrido [SPM], p. €. microscopio
electronico de barrido [SME], espectrometro o
microscopio Optico [2010.01]
Dispositivos de visualizacién o de procesamiento de
datos [2010.01]
para compensar €l error [2010.01]
Medios para crear o regular las condiciones
ambientales dentro de una camara de
muestras [2010.01]
Condiciones térmicas [2010.01]
En medio fluido [2010.01]
En medio liquido [2010.01]
Bajo vacio [2010.01]
Medios para proteger o aislar €l interior de una
cdmara de muestras de |as condiciones ambientales
externas, p. €. vibraciones o campos
€l ectromagnéticos [2010.01]
Dispositivos 0 métodos para manegjar las
muestras [2010.01]

Calibracion, p. g. sondas [2010.01]
Patrones de calibracion o métodos para
fabricarlos [2010.01]
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Tipos particulares de microscopia por sonda de
barrido [SPM] o apar atos empleados, Componentes
esenciales al efecto [2010.01]

Microscopia por sonda de barrido [SPM] que emplea
dos 0 més técnicas distintas [2010.01]
STM [Microscopia de Efecto Tunel] combinada
con AFM [Microscopia de Fuerza
Atémica] [2010.01]
SNOM [Microscopia Optica de Barrido en Campo
Cercano] combinada con AFM [Microscopia de
Fuerza Atdmica] [2010.01]
MFM [Microscopia de Fuerza Magnética]
combinada con AFM [Microscopia de Fuerza
Atémica) [2010.01]
STM [Microscopia de Efecto Tunel] o aparatos
empleados, p. g. sondas [2010.01]
STS [Espectroscopia de Efecto Tunel] [2010.01]
STP [Potenciometria de Efecto Tunel] [2010.01]
Sondas, su fabricacion o su instrumentacion
relacionada, p. €. soportes [2010.01]
SNOM [Microscopia Optica de Barrido en Campo
Cercano] o aparatos empleados, p. €. sondas
SNOM [2010.01]
Fluorescencia[2010.01]
Sondas, su fabricacion o su instrumentacion
relacionada, p. €. soportes [2010.01]
AFM [Microscopia de Fuerza Atémica) o aparatos
empleados, p. §. sondasAFM [2010.01]
Microscopia de fuerza de friccion [2010.01]
Microscopia de fuerza de adhesion [2010.01]
Microscopia por barrido de potencial [2010.01]
Modo AC [2010.01]
Modo de contacto intermitente [2010.01]
Modo DC [2010.01]
Sondas, su fabricacion o su instrumentacion
relacionada, p. €. soportes [2010.01]
Sondas conductoras [2010.01]
Funcionalizacion [2010.01]
SICM [Microscopia de Barrido de Conductancia
I1énica] o aparatos empleados, p. €. sondas
SICM [2010.01]
SCM [Microscopia de Barrido de Capacitancia] o
aparatos empleados, p. g. sondas SCM [2010.01]
Sondas, su fabricacién o su instrumentacion
relacionada, p. €. soportes [2010.01]
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MFM [Microscopia de Fuerza Magnética] o aparatos
empleados, p. . sondas MFM [2010.01]
Resonancia [2010.01]
Sondas, su fabricacion o su instrumentacion
relacionada, p. . soportes [2010.01]

Sondas con recubrimiento magnético [2010.01]
SThM [Microscopia Térmica de Barrido] o aparatos
empleados, p. . sondas SThM [2010.01]

SECM [Microscopia Electroguimica de Barrido] o
aparatos empleados, p. g ., sondas SECM [2010.01]

Aspectos generales de las sondas SPM, de su
fabricacion o de su instrumentacion relacionada, en
tanto en cuanto no estan adaptados a una Unica
técnica SPM cubierta por el grupo
G01Q 60/00 [2010.01]
Soportes de sondas [2010.01]
con compensacion de | os errores causados por la
temperatura o las vibraciones [2010.01]
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Conjuntos de puntas de sondas [2010.01]
Caracteristicas de las sondas [2010.01]
Forma o conicidad [2010.01]
Puntas de nanotubos [2010.01]
Materiales particulares [2010.01]
Fabricacion de las sondas [2010.01]
Funcionalizacién [2010.01]

Aplicaciones de las técnicas de sonda de barrido
distintas dela SPM (fabricacion o tratamiento de
microestructuras B81C; fabricacion o tratamiento de
nanoestructuras B82B 3/00; grabacion o reproduccion
de informacion empleando lainteraccién del campo
préximo G11B 9/12, G11B 11/24 or

G11B 13/08) [2010.01]

Técnicas o apar atos de sonda de barrido no previstos
en otro lugar [2010.01]
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